
 

W dniu 4 maja 2020 roku Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem podpisał umowę nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0567/19-00 o dofinansowanie  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  projektu Nr WND- RPPD.05.01.00-20-0567/19 pn. „Wykorzystanie 

energii odnawialnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu ” 

 

Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna  ;  

Działanie 5.1 Energetyka oparta  na odnawialnych źródłach energii   ; 

Priorytet inwestycyjny : 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  
Całkowita wartość projektu : 2 224 065,69 PLN  

Dofinansowanie :  1 550 497,36 PLN , co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych , 

Wkład własny :  516 832,52 PLN , co stanowi 25% wydatków kwalifikowalnych  

Zakres rzeczowy realizacji projektu : projekt  obejmuje  wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem , a także 

gruntowej pompy ciepła dostarczającej energię na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Ciechanowcu  

W Wysokiem Mazowieckiem planuje się wybudowanie trzech elektrowni PV podłączonych do trzech różnych punktów przyłączeniowych: 

 mocy  47,74 kWp zlokalizowanej na budynku głównym Szpitala  

 mocy  30,07 kWp zlokalizowanej na  dachu budynku administracyjnego  

 mocy  99,2 kWp wykonanej na gruncie  

Łączna moc instalacji fotowoltaicznej wyniesie zatem 177,01 kWp . 

W szpitalu w Ciechanowcu planuje się montaż dwusprężarkowej gruntowej pompy ciepła o mocy 134,6 kW  oraz rezerwowe/ awaryjne źródło ciepła w postaci kotła 

olejowego o mocy 129 kW.   

Cele projektu : zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych oraz poprawa jakości powietrza poprzez instalacje gruntowej pompy 

ciepła w Szpitalu w Ciechanowcu. Ograniczenie zużycia energii w wyniku wykonania  instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem 

Mazowieckiem  

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 28 grudnia 2020 roku. 


